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(54) FIXING DEVICE 

(57) Abstract: 

PURPOSE: To achieve invariably excellent fixation by 
providing a detecting means of detecting ambient 
humidity and a control means of controlling high- 
frequency energy according to the humidity detected by 
the detecting means. 

CONSTITUTION: A casing 9 covers a waveguide 8 
except a slit opening 10 through which a picture base 
material is inserted and discharged and an exhaust 
opening 11 where an exhaust fan 18 is provided, and in 
the casing 9, an ambient- humidity detecting means 12 is 
provided. According to humidity detected by the 
ambient-humidity detecting means 12, an output control 
circuit 13 controls a driving circuit 14 for a magnetron 
1 to increase the output high-frequency energy of the 
magnetron 1 according to a rise in the humidity in the 
fixing device. Thus, when the humidity is high, 
high-frequency waves are absorbed by moisture in the 
atmosphere, so the high-frequency energy for fixation is 
increased accordingly to obtain the invariably stable 
capability of fixation. 
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® Digitale Druck- Oder Kopiermaschine 

® Es wird eine digitale Druck- oder Kopiermaschine (1) 
zum einseitigen oder doppelseittgen Bedrucken eines 
Substrats (5) unter Verwendung mindestens eines Toners 
vorgeschlagen. Die Maschine (1) umfasst mindestens 
eine Fixiereinrichtung (3) zum Fixieren des Tonerbildes 
auf dem Substrat (5). Die Fixiereinrichtung (3) weist min- 
destens eine Heizeinrfchtung (13) zum Aufschmelzen des 
Tonerbildes auf, an der das Substrat (5) vorbeifuhrbar ist. 
Die Maschine (1) zeichnet sich durch eine Fuhrungsein- 
richtung (17) zur frei schwebenden Verlagerung des Sub- 
strats (5) im Wirkungsbereich der Heizeinrichtung (13) 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft eine digitale Druck- oder 
Kopiennaschine zum einseitigen oder doppelseitigen Be- 
drucken eines Subslrats unter Verwendung mindestens eines 5 
Toners, gemaB Oberbegriff des Anspruchs 1. 
[0002] Maschinen der hier angesprochenen Art sind be- 
kannt. Sie arbeiten beispielsweise nach dem elektrofotogra- 
phischen Prozess, bei dem ein latentes elektrostatisches Bild 
durch aufgeladene Tonerpartikel entwickelt wird. Diese 10 
werden auf ein Bildempfangersubstrat, im Folgenden kurz 
Substrat, ubertragen. Nachfolgend wird das entwickelte und 
auf das Substrat ubertragene Bild fixiert, indem die Tbnerp- 
artikel erhitzt und aufgeschmolzen werden. Zum Auf- 
schmelzen der Tonerpartikel werden haufig beruhrende Ver- 15 
fahren eingesetzt, bei denen die Tonerpartikel in Beriih- 
rungskontakt mit entsprechenden Einrichtungen, beispiels- 
weise heiBen Rollen oder Walzen, gebracht werden. Nach- 
teilig ist, dass in der Regel die Verwendung von Silikonol als 
Trennmittel erforderlich ist, das ein Anhaften des ange- 20 
schmolzenen Toners an der Heizeinrichtung verhindem soli. 
Weiterhin sind der Aufbau, die Wartung und die Betriebsko- 
sten dieser beriihrend arbeitenden Heizeinrichtungen auf- 
wendig und somit kostenintensiv. Ferner ist die durch die 
beruhrenden Heizeinrichtungen verursachte Fehlerrate rela- 25 
tiv hoch. Zum Fixieren des beispielsweise auf Papier Uber- 
tragenen Toners, sind ferner beruhrungslos arbeitende Heiz- 
einrichtungen und Verfahren bekannt, bei denen beispiels- 
weise mit Hilfe von Warme-/Mikrowellenstrahlung oder mit 
HeiBluft die Tonerpartikel aufgeschmolzen werden. 30 
[0003] Bei den beruhrenden und den nicht beruhrenden 
Aufschmelzverfahren werden beispielsweise Toner verwen- 
det, deren Glasubergangstemperatur (Tg) in einem Bereich 
von 45 °C bis 75°C liegen. Die Glasubergangstemperatur, in 
der der Toner - ausgehend vom festen Zustand - beginnt 35 
weich zu werden, ist durch die Wahl der Rohstoffe und 
durch Zugabe von bestimmten Zusatzen zu dem Toner be- 
einflussbar. In einer mindestens eine Heizeinrichtung auf- 
weisenden Fixiereinrichtung fur den Toner wird sowohl der 
Toner als auch das Substrat selbst aufgeheizt. Um eine gute 40 
Fixierung des Toners auf dem Substrat gewahrleisten zu 
konnen, muss die Oberflachentemperatur des Substrats im 
Bereich der Glasubergangstemperatur des Toners oder dar- 
iiber liegen. Der Toner erreicht beziehungsweise uberschrei- 
tet die Glasubergangstemperatur (T G ) bereits im Bereich der 45 
Heizeinrichtung. 

[0004] Es sind Druck- und Kopiermaschinen bekannt, bei 
denen das Substrat doppelseitig bedruckt oder beschichtet 
wird, wobei fiir das Bedrucken der Vorder- und RUckseite 
entweder ein und dieselbe Bilderzeugungs- und Obertra- 50 
gungsvorrichtung und Heizeinrichtung oder jeweils eine se- 
parate Bilderzeugungs- und Obertragungsvorrichtung sowie 
Heizeinrichtung verwendet werden. Zum Fixieren des To- 
nerbildes wird das Substrat haufig mit Hilfe eines Transport- 
bandes, auf dem das Substrat aufliegt, an der mindestens ei- 55 
nen Bilderzeugungs- und Ubertragungsvorrichtung und der 
zugeordneten Heizeinrichtung vorbeigefuhrt. Dabei wird 
zunachst ein erstes Tonerbild auf eine erste Substratseite 
ubertragen und darauf fixiert. AnschlieBend wird ein zweites 
Tonerbild auf die zweite Substratseite ubertragen und fixiert. 60 
Beim Aufschmelzen des zweiten Tonerbildes liegt daher die 
erste Substratseite mit dem darauf befindlichen, bereits fi- 
xierten ersten Tonerbild an dem Transportband an. Nachtei- 
lig hierbei ist, dass wahrend des Aufschmelzens des zweiten 
Tonerbildes das erste Tonerbild sich soweit erwarmen kann, 65 
dass es weich wird und dazu neigt, am Iran sportb and fest- 
zukleben. Dies kann zu mehreren nicht gewunschten Effek- 
ten fiihren: Durch das Festkleben kann es zu einem Substrat- 



stau bei der Uberfuhrung des Substrats vom Tran sportb and 
an einen nachfolgenden Teil der Maschine kommen. Ferner 
kann das Aussehen des Tonerbildes sich in den Bereichen, in 
denen es an dem Transportband gehaftet ist, verandem. Dies 
fuhrt zu Problemen bei der Bildqualitat, beispielsweise 
weist das Tonerbild einen ungleichmaBigen Glanz auf. 
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Maschine der 
eingangs genannten Art einzugeben, bei der ein doppelseiti- 
ges Bedrucken eines Substrats bei gleichzeitig hoher Quali- 
tat der auf die Vorder- und Riickseite des Substrats aufge- 
brachten Bilder beziehungsweise Beschichtungen moglich 
ist. 

[0006] Zur Losung der Aufgabe wird eine digitale Druck- 
oder Kopiennaschine vorgeschlagen, die die Merkmale des 
Anspruchs 1 aufweisL Sie umfasst mindestens eine Fixier- 
einrichtung, die zum Fixieren eines auf ein Substrat ubertra- 
genen Tonerbildes dient. Das Tonerbild kann ein- oder 
mehrfarbig sein. Im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Erfindung wird unter einem "Tonerbild" auch eine minde- 
stens eine Tonerschicht aufweisende Beschichtung vers tan- 
den. Das Substrat kann beispielsweise ein Bogen oder eine 
kontinuierliche Bahn sein, die beispielsweise aus Papier 
oder Karton besteht. Zum Fixieren des fliissigen oder trok- 
kenen Toners auf dem Substrat wird dieses an einer Heizein- 
richtung, die Teil der Fixiereinrichtung ist, vorbeigefuhrt. 
Die erfindungsgemafie Druck- oder Kopiennaschine zeich- 
net sich durch eine Fuhrungseinrichtung zur frei schweben- 
den Verlagerung des Substrats im Wirkungsbereich der 
Heizeinrichtung aus. Unter "frei schwebend" wird verstan- 
den, dass das Substrat keinen Kontakt zu einer anderen 
Oberflache, beispielsweise einem Transportband, einer 
Stiitzplatte oder dergleichen, aufweist. Wenn das Substrat 
doppelseitig bedruckt wird, weist es auf einer Seite (Unter- 
seite) ein erstes Tonerbild auf, das bereits auf dem Substrat 
fixiert ist, wenn ein auf die andere, zweite Substratseite 
(Oberseite) iibertragenes zweites Tonerbild mittels der Heiz- 
einrichtung aufgeschmolzen wird. Dabei kann das erste To- 
nerbild soweit erwarmt werden, dass es zum Anhaften/Kle- 
ben neigt, wenn es mit einer Oberflache in Beriihrung 
kommt. Da jedoch erfindungsgemaB das Substrat wahrend 
des Aufschmelzvorgangs des zweiten Tonerbildes zumin- 
dest solange frei schwebend verlagert wird, dass das erste 
Tonerbild soweit abgekuhlt ist, dass es nicht mehr zum Fest- 
kleben an Oberflachen neigt, kann eine Beschadigung oder 
Beeintrachtigung der Qualitat des ersten Tonerbildes ausge- 
schlossen werden. Es kann daher eine gleichbleibende Bild- 
qualitat und ein gleichmaBiger Glanz der Tonerbilder auf der 
Vorder- und Riickseite des Substrats gewahrieistet werden 
kann. 

[0007] Festzuhalten bleibt, dass die Vorderseite des Sub- 
strats - je nach Ansicht - sowohl die Oberseite als auch die 
Unterseite bilden kann, das heiBt, das erste Tonerbild kann 
sich auf der Vorderseite oder der Riickseite des Substrats be- 
finden. Das gleiche gilt fur das zweite Tonerbild. 
[0008] Bei einem vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiel der 
Maschine ist vorgesehen, dass der Sch webezustand des Sub- 
strats durch zumindest ein auf die das zu fixierende Toner- 
bild aufweisende Oberseite und/oder die Unterseite des Sub- 
strats wirkendes Luftkissen erreichbar isL Eine weitere 
Funktion des Luftkissens kann darin bestehen, dass Substrat 
und gegebenenfalls ein bereits auf dem Substrat fixiertes To- 
nerbild zu kiihlen. Zu diese m Zweck weist die zur Erzeu- 
gung des Luftkissens verwendete Luft eine entsprechend 
niedrige Temperatur auf. Moglich ist auch, dass mittels des 
Luftkissens gleichzeitig auch das Substrat vorgewarmt wer- 
den soli. Hierzu wird entsprechend warme oder heiBe Luft 
auf das Substrat aufgebracht 

[0009] Weitere vorteilhafte Ausfiihrungsformen ergeben 
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sich aus den iibrigen Unteranspriichen. 
[0010] Im Folgenden wir die Erfindung anhand der Zeich- 
nungen naher erlautert Es zeigen: 

[0011] Fig. 1 einen Ausschnitt eines Ausfuhrungsbei spiels 
einer Fixiereinrichtung mit einem ersten Ausfuhrungsbei- 5 
spiel der erfindungsgemaBen Fuhrungseinrichtung; 
[0012] Fig. 2 ein zweites AusfUhrungsbeispiel der Fuh- 
mngseinrichtung; 

[0013] Fig. 3 eine Seitenansicht eines Ausfuhrungsbei- 
spiels einer Heizeinrichtung; 10 
[0014] Fig. 4 eine Seitenansicht der Heizeinrichtung ge- 
maB Fig. 3 mit einem weiteren AusfUhrungsbeispiel der 
Fuhrungseinrichtung; 

[0015] Fig. 5 einen Langsschnitt durch ein AusfUhrungs- 
beispiel einer Leiste, die Teil einer Halteeinrichtung fur ein 15 
Substrat ist; 

[0016] Fig. 6 einen Ausschnitt aus einem AusfUhrungs- 
beispiel einer Druck- oder Kopiermaschine im Bereich einer 
Fixiereinrichtung und 

[0017] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung eines wei- 20 
teren Ausfuhrungsbeispiels der Heizeinrichtung. 
[0018] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt eines Ausfuhrungs- 
beispiels einer beispielsweise nach dem elektrographischen 
oder elektrophotographischen Prozess arbeitenden Druck- 
oder Kopiermaschine 1, namlich eine Fixiereinrichtung 3, 25 
die zum Fixieren eines auf ein Substrat 5 ubertragenen To- 
nerbildes dient. Das zu fixierende Tonerbild befindet sich 
hier auf der Oberseite 7 des Substrats 5, also gegeniiberlie- 
gend der Fixiereinrichtung 3. Auf der Unterseite 9 des Sub- 
strats 5 kann sich ein weiteres, bereits auf dem Substrat 5 fi- 30 
xiertes Tonerbild befinden. Der Transport weg des Substrats 
5 verlauft bei diesem AusfUhrungsbeispiel parallel zu einer 
gedachten Horizontalen H. Die Transportrichtung 11 des 
Substrats 5 ist mit einem Pfeil angedeutet. 
[0019] Die Fixiereinrichtung 3 weist eine Heizeinrichtung 35 
13 zum Aufschmelzen des Tonerbildes auf der Substratober- 
seite 7 auf, die bei diesem AusfUhrungsbeispiel das Substrat 
5 mit heiBer Luft beaufschlagt. Die mit einem Pfeil ange- 
deutete Luftstromung 15 trifft im Wesentlichen senkrecht 
auf die Substratoberseite 7 auf. 40 
[0020] Die Maschine 1 umfasst ferner eine Fuhrungsein- 
richtung 17 fur das Substrat 5, die dazu dient, das Substrat 5 
zumindest im Wirkungsbereich der Heizeinrichtung 13 frei 
schwebend zu fiihren, das heiBt, die Fuhrungseinrichtung 17 
verhindert, dass die Substratunterseite 9 in Kontakt mit einer 45 
Oberflache kommt, wahrend das auf der Substratoberseite 7 
befindliche Tonerbild aufgeschmolzen wird. Die Fuhrungs- 
einrichtung 17 weist hier eine nicht naher dargestellte erste 
Blaseinrichtung 19 auf, die mehrere gegen die Substratun- 
terseite 9 richtbare Diisen zum Beaufschlagen des Substrat 50 
mit unter tjberdruck stehender Luft umfasst. Die aus den 
Diisen austretenden, mit Pfeilen angedeuteten Luftstrahlen 
21 treffen in einem Winkel ungleich 90° zur Substratunter- 
seite 9 auf. Die Ausrichtung der Luftstrahlen 21 ist hier so 
gewahlt, dass sie jeweiis eine Richtungskomponente senk- 55 
recht zur Substratunterseite 9 und eine Richtungskompo- 
nente in beziehungsweise parallel zur Transportrichtung 11 
des Substrats 5 aufweisen. Die Luftstrahlen 21 bewirken, 
dass sich zwischen der Substratunterseite 9 und einer Wand 
23 ein Luftkissen bildet, das verhindert, dass die Substratun- 60 
terseite 9 in Kontakt mit der beispielsweise von einer die 
Diisen aufweisenden Lochplatte gebildete Wand 23 kommt. 
Da die Luftstrahlen 21 auch in Transportrichtung 11 gerich- 
tet sind, tragt die zur Erzeugung des Luftkissens dienende 
Luftstromung auch einen gewissen Beitrag zur Verlagerung 65 
des Substrats 5 in Transportrichtung 11 bei. Die mittels der 
Heizeinrichtung 13 auf die Substratoberseite 7 aufgebrachte 
Luftstromung 15 und die mittels der ersten Blaseinrichtung 
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19 erzeugte Luftstromung auf der gegeniiberliegenden Sub- 
stratseite sind so aufeinander abgestimmt, dass das Substrat 
5 im Wirkungsbereich der Heizeinrichtung 13 sich in einem 
Schwebezustand befindet, also weder Kontakt zur Heizein- 
richtung 13 noch zur unterhalb der Transportebene angeord- 
neten Wand 23 aufweist. 

[0021] Eine geeignete, in den Figuren nicht dargestellte 
Steuereinrichtung steuert die Lage des Substrats 5 zwischen 
der Heizeinrichtung 13 und der Wand 23 sowie die Substrat- 
transportgeschwindigkeit, indem sie insbesondere die Luft- 
stromung 15 und die mittels der ersten Blaseinrichtung 19 
erzeugte Luftstromung entsprechend einstellt. Der Abstand 
des Substrats von der Heizeinrichtung beziehungsweise der 
Wand 23 ist also einstellbar. Eine derartige Steuereinrich- 
tung kann auch bei den anhand der nachfolgenden AusfUh- 
rungsbeispiel vorgesehen sein, bei denen das Substrat mit 
einer Luftstromung oder mehreren Luftstromungen beauf- 
schlagt wird. 

[0022] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt eines weiteren Aus- 
fuhrungsbeispiels der Fixiereinrichtung 3 und der Fuhrungs- 
einrichtung 17. Die Heizeinrichtung 13 der Fixiereinrich- 
tung 3 ist hier von einer Strahlungseinrichtung 24 gebildet, 
mittels derer das Substrat 5 mit elektromagnetischer Strah- 
lung beaufschlagbar ist. Die Fuhrungseinrichtung 17 um- 
fasst eine nicht naher dargestellte erste Blaseinrichtung 19, 
die unterhalb des lYansportweges des Substrats angeordnet 
ist. Die erste Blaseinrichtung 19 weist eine parallel zum 
Transportweg des Substrats ausgerichtete erste Grundplatte 
25 auf, in der eine Anzahl Durchgangsoffnungen 27 einge- 
bracht sind. Die Durchgangsoffnungen 27 sind auf ihrer 
dem Transportweg abgewandten Seite der Grundplatte 25 
mit einer nicht dargestellten Druckluftversorgungseinrich- 
tung verbunden, so dass uber die als Diisen wirkenden 
Durchgangsoffnungen 27 jeweiis ein Luftstrahl 29 auf die 
Substratunterseite 9 aufbringbar ist, wodurch ein Luftkissen 
erzeugt wird, das verhindert, dass das Substrat mit der ersten 
Grundplatte 25 in Kontakt kommt. 

[0023] Die in Fig. 2 dargestellte Fuhrungseinrichtung 17 
weist ferner eine zweite Blaseinrichtung 31 auf, die zur Er- 
zeugung eines Luftkissens zwischen der das zu fixierenden 
Tonerbild aufweisenden Substratoberseite 7 und einer zwei- 
ten Grundplatte 33, die Teil der zweiten Blaseinrichtung 31 
ist, dient. Die zweite Grundplatte 33 ist oberhalb des Trans- 
portweges des Substrats 5 in einem Abstand zur ersten 
Grundplatte 25 und parallel zu dieser angeordnet. Der Sub- 
strattran sport weg verlauft hier also in dem Freiraum 35 zwi- 
schen den Grundplatten 25, 33. Die zweite Grundplatte 33 
weist ebenfalls als Diisen dienende Durchgangsoffnungen 
37 auf, die auf ihrer dem Freiraum 35 abgewandten Seite mit 
einer nicht dargestellten Druckluftversorgungseinrichtung 
verbunden sind, so dass uber jede der Durchgangsoffnungen 
37 jeweiis ein Luftstrahl 39 senkrecht auf die Substratober- 
seite 7 aufbringbar ist. 

[0024] Auf der dem Freiraum 35 abgewandten Seite der 
zweiten Grundplatte 33 ist in einem Abstand von dieser eine 
Schutzplatte 41 angeordnet, die parallel zur zweiten Grund- 
platte 33 verlauft. Die relativ diinne Schutzplatte 41, die bei- 
spielsweise von einer Folie gebildet sein kann, weist keine 
Durchgangsoffnungen auf, so dass bei einer Druckluftbe- 
aufschlagung des Zwischenraums 43 zwischen der zweiten 
Grundplatte 33 und der Schutzplatte 41 - wie mit einem 
Pfeil 45 angedeutet - die Druckluft uber die Durchgangsoff- 
nungen 37 zur Erzeugung eines Luftkissens zwischen der 
zweiten Grundplatte 33 und der Substratoberseite 7 gelangt. 
[0025] Die zweite Grundplatte 33 und die Schutzplatte 41 
sind aus einem strahlungsdurchlassigen Material hergestellt 
und - wie aus Fig. 2 ersichtlich - im Strahlungspfad zwi- 
schen der Strahlungseinrichtung 24 und dem Substrat 5 an- 
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geordnet. Bei einem vorteilhaften Ausfuhrungsbeispiel ist 
vorgesehen, dass bei eingeschaltetem Strahler 47 die Strah- 
lungseinrichtung 24 UV- bis nahe Infrarotstrahlung in Rich- 
tung des Substrate 5 ausstrahlt. Die Schutzplatte 41 und die 
zweite Grundplatte 33 lassen bei eingeschalteter Strahlungs- 
einrichtung 24 bis zu 95% der von der Strahlungseinrich- 
tung 24 abgegebenen Strahlungsleistung durch, so dass das 
auf dem Substrat 5 befindliche Tonerbild in gewiinschter 
Weise aufgeschmolzen wird. Sollte eine Betriebsstorung 
auftreten, beispielsweise ein Substrat transportstopp, so wird 
die Strahlungseinrichtung 24 abgeschaltet, was vorzugs- 
weise automatisch erfolgt. Die Strahlungseinrichtung 24 
sendet dann keine UV- bis nahe Infrarotstrahlung mehr aus, 
sondem nur noch Temperaturstrahlung der Teile, die sich 
bei eingeschalteter Strahlungseinrichtung 24 durch diese er- 
warmt haben. Die Strahlungseinrichtung 24 strahlt dann nur 
noch im infraroten Spektralbereich ab. 
[0026] Nach dem Abschalten der Strahlungseinrichtung 
24 andert sich die Wellenlange der ausgestrahlten Strahlung 
mit der vorhandenen Temperatur des ausgeschalteten Strah- 
lers 47, sie liegt dann namlich oberhalb von ca. 3,4 urn oder 
mehr. Dieses Strahlenspektrum wird jedoch von der Schutz- 
platte 41 und der zweiten Grundplatte 33 fast voilstandig ab- 
sorbiert, so dass bei abgeschalteter Strahlungseinrichtung 24 
letztlich nur noch in etwa 10% der Anfangsenergie der Rest- 
warmestrahlung am Substrat 5 ankommen. Der GroBteil der 
Restwarmestrahlung wird vorzugsweise von der Schutz- 
platte 41, die der Strahlungseinrichtung 24 gegenuberliegt, 
absorbiert, so dass diese eine deutlich hohere Temperatur 
aufweist als die zweite Grundplatte 33, die der Substrat- 
transportebene gegenuberliegt. Die Erwarmung der zweiten 
Grundplatte 33 ist in jedem Fall nur so hoch, dass sollte es 
zu einer Beriihrung zwischen dem Substrat 5 und der zwei- 
ten Grundplatte 33 kommen, das Substrat 5 nicht entzundet 
wird. Die zweite Grundplatte 33 dient also ferner als An- 
schlag fur das Substrat 5, so dass dieses keinesfalls mit der 
Strahlungseinrichtung 24 in Kontakt kommen kann. Wah- 
rend die Schutzplatte 41 also iediglich als Filter fur ein be- 
stimmtes Spektrum der elektromagnetischen Strahlung 
dient, weist die zweite Grundplatte 33 mehrere Funktionen 
auf, namlich Anschlag fur das Substrat 5, Filter fur die Rest- 
warmestrahlung sowie Aufnahmeeinrichtung fiir die Diisen 
der zweiten Blaseinrichtung 31. 

[0027] Die zweite Grundplatte 33 wird vorzugsweise mit- 
tels der Druckluftstromung innerhalb des Zwischenraums 
43, die sich bei aktivierter Blaseinrichtung 31 einstellt, so 
weit gekuhit, dass sie nicht iiber eine kritische Temperatur, 
bei der bei einem Beruhrkontakt zwischen der zweiten 
Grundplatte 33 und dem Substrat 5 dieses sich entziinden 
wiirde, erwarmt wird. 

[0028] Um das Substrat 5 im Wirkungsbereich der Strah- 
lungseinrichtung 24 in einem Schwebezustand zu halten, 
wie in Fig. 2 dargestellt, ist die Druckluftbeaufschlagung 
der Oberseite 7 und die der Unterseite 9 des Substrats 5 mit- 



wellenresonators 49 ist eine erste Druckkammer 53 inte- 
griert, die sich quer iiber die Breite des Substrattransportwe- 
ges erstreckt und zura Substrat transport weg hin eine Off- 
nung 55 aufweist, die mit einer Lochplatte 57 abgedeckt ist. 
Die Lochplatte 57 weist eine Anzahl Durchgangsoffnungen 
und/oder Schlitze auf, die bei einer Druckbeaufschlagung 
der ersten Druckkammer 53 als Dusen fungieren, worauf 
noch naher eingegangen wird. Die Lochplatte 57 ist aus ei- 
nem Werkstoff mit geringer Mikrowellenabsorption, wegen 
der daraus resultierenden geringen Erwarmung, gefertigt. 
Der Werkstoff wird so gewahlt, daB unter Beriicksichtigung 
des kuhlenden Luftstromes eine Temperatur der Lochplatte 
von 50°C bis 100°C (je nach Schmelztemperatur des ver- 
wendeten Toners) nicht uberschritten wird. Dadurch kann 
das Verkleben von Tonerstaub auf der Lochplatte und das 
unter Umstanden damit verbundene VerschlieBen von L6- 
chern vermieden werden. Beispiele fur Werkstoffe fur die 
Lochplatte sind Fluorpolymere, wie z. B. PVDF (Polyviny- 
lidenfluorid) oder PTFE OPolytetrafluorethylen) oder techni- 
sche Keramik werkstoffe, wie z. B. Silikatkeramik, Oxidke- 
ramik (bspw. Aluminiumoxid) oder Nichtoxidkeramik. 
[0030] In dem oberhalb des lYansportweges des Substrats 
5 liegenden Teil des Mikrowellenresonators 49 ist eine 
zweite Druckkammer 59 integriert, die zum Substrattrans- 
portweg hin eine Offnung 61 aufweist, die mittels einer 
Lochplatte 63 abgedeckt ist, die vorzugsweise aus dem glei- 
chen Werkstoff wie die Lochplatte 57 gefertigt ist. Diese 
weist eine Anzahl von Durchgangsoffnungen und/oder 
Schlitze auf, die bei Druckbeaufschlagung der zweiten 
Druckkammer 59 mit einem vorzugsweise gasformigen Me- 
dium als Dusen wirken. Die vorzugsweise mit Druckluft be- 
aufschlagbaren ersten und zweiten Druckkammem 53, 59 
sind entweder mit einer gemeinsamen Druckluftversor- 
gungsquelle oder mit jeweils einer separaten Druckluftver- 
sorgungsquelle verbunden. Bei Beaufschlagung der Druck- 
kammem 53, 59 mit Druckluft wird iiber die Durchgangs- 
offnungen und gegebenenfalls Schlitze in den Lochplatten 
57, 63 jeweils ein Luftstrahl auf die Oberseite 7 beziehungs- 
weise Unterseite 9 des Substrats 5 aufgebracht. Dadurch 
40 entsteht auf der Substratober- und -unterseite jeweils ein 
Luftkissen, die so aufeinander abgestimmt sind, dass das 
Substrat 5 - wie in Fig, 3 dargestellt - frei schwebend durch 
die schlitzformige Offnung 51 im Mikrowellenresonator 49 
gefiihrt wird. Das Substrat 5 weist also keinen Kontakt zum 
45 Mikrowellenresonator 49 auf, wahrend das Tonerbild auf 
der Substratoberseite 7 durch die Mikroweilenstrahlung des 
Mikrowellenresonators 49 aufgeschmolzen wird. 
[0031] t)ber die erste Druckkammer 53 und die Loch- 
platte 57 wird also ausreichend Druckluft auf das Substrat 5 
50 aufgebracht, so dass dieses quasi schwerelos iiber dem unte- 
ren Teil des Mikrowellenresonators 49 schwebt. Die Starke 
des Luftkissens wird dabei so eingestellt, dass der Abstand 
zwischen dem Substrat 5 und der oberen Lochplatte 63 zu- 
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mindest so groB ist, dass ein Substratstau innerhalb der 

telsderBlaseinrichtungenl9und31entsprechendaufeinan- 55 schlitzfbrmigen Offnung 51 vermieden wird. Bei diesem 

der abgestimmt. Wahrend also das Tonerbild auf der Sub- Ausfuhrungsbeispiel ist - wie gesagt - im oberen Teil des 

stratoberseite 7 beruhrungslos durch Beaufschlagung mit Mikrowellenresonators 49 eine zweite Druckkammer 59 

elektromagnetischer Strahlung aufgeschmolzen wird, wird vorgesehen, mit deren Hilfe ein zweites Luftkissen zwi- 

das Substrat 5 von dem mittels der ersten Blaseinrichtung 19 schen der Substratoberseite 9 und dem oberen Teil des Mi- 

auf seiner Unterseite erzeugten Luftkissen getragen, wobei 60 krowellenresonators 49 erzeugbar ist. Dadurch kann ein 



mittels der Luftstrahlen 39 verhindert wird, dass das Sub- 
strat an der Grundplatte 33 anschlagt. 
[0029] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der 
Fixiereinrichtung 3, namlich eine Heizeinrichtung 13, die 
einen Mikrowellenresonator 49 umfasst. Dieser weist eine 
schlitzformige Offnung 51 auf, durch die das Substrat 5 in 
Transportrichtung 11 gefuhrt wird. In dem unterhalb des 
lYansportweges des Substrats 5 liegenden Teil des Mikro- 



65 



Kontakt zwischen dem Substrat 5 und der Lochplatte 63 
praktisch ausgeschlossen werden. Bei einem in den Figuren 
nicht dargesteUten Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, dass 
auf die zweite Druckkammer 59 verzichtet wird und dass 
der frei schwebende Zustand des Substrats 5 innerhalb der 
Heizeinrichtung 13 ausschlieBlich durch das mittels der er- 
sten Druckkammer 52 erzeugten Luftkissens auf der Unter- 
seite 9 des Substrats 5 erreicht wird. 
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[0032] Die mittels der Druckkammem 53, 59 auf das Sub- 
slrat 5 aufgebrachte Druckluft kann vorerwarmt sein, wo 
durch die Effekli vital der Heizeinrichtung 13 erhoht wird. 
Dabei konnen - in TVansportrichtung 11 des Subslrats 5 ge- 
sehen - Zonen rnit unterschiedlicher Temperatur realisiert 5 
werden. Vorzugsweise wird im Einlaufbereich des Substrats 
5 in die Offnung 51 sehr heifie Luft mittels der Druckkam- 
mem 53, 59 auf das Substrat 5 aufgebracht, die das Auf- 
schmelzen des Tonerbildes unterstiitzt, w ah rend im Aus- 
laufbereich der Offnung 51 kuhlere Druckluft auf das Sub- 10 
strat 5 aufgebracht wird, um dieses zu kiihlen. Hierzu sind 
die Druckkammem 53, 59 - in Substrattransportrichtung 11 
gesehen - jeweils in mindestens zwei separate Druckkam- 
mem unterteilt, wie mit gestrichelter Linie 65 angedeutet. 
[0033] In Fig. 3 verlauft der Transportweg des Substrats 5 15 
parallel zur Horizontalen H. Bei einem anderen Ausfiih- 
rungsbeispiel ist vorgesehen, dass der Transportweg des 
Substrats 5 im Bereich des Mikrowellenresonators 49 in 
vertikaler Richtung, vorzugsweise - der Schwerkraft fol- 
gend- von oben nach unten verlauft. Hierzu ist der Mikro- 20 
wellenresonator 49 ahnlich oder gleich aufgebaut, wie in 
Fig. 3 dargestellt, weist also erste und zweite Druckkam- 
mem 53, 59 auf, mit deren Hilfe eine Beruhrung zwischen 
dem Substrat 5 und den Wandungen der Offnung 51 im Mi- 
krowellenresonator 49 verhindert werden kann. 25 
[0034] Fig. 4 zeigt ein weiteres AusfUhrungsbeispiel der 
Fuhmngseinrichtung 17, die hier eine nicht naher darge- 
stellte Halteeinrichtung 67 aufweist, mittels der das Substrat 
5 an seinem Vorderkantenbereich erfassbar ist. Unter "Erfas- 
sen" wird verstanden, dass die Halteeinrichtung 67 das Sub- 30 
strat 5 kraft- und/oder formschliissig halt. Die Halteeinrich- 
tung 67 ist hier am freien Ende mindestens eines um eine 
Achse 69 verschwenkbaren Schwenkhebels 71 angebracht. 
Der Schwenkhebel 71 ist - in Substrattransportrichtung ge- 
sehen - neben dem Mikrowellenresonator angeordnet. 35 
[0035] Die in Fig. 4 dargestellte Fuhrungseinrichtung 17 
ist einer Heizeinrichtung 13 der Fixiereinrichtung 3 zuge- 
ordnet, die im Wesentlichen identisch aufgebaut ist, wie die 
anhand der Fig. 3 beschriebene. Ein Unterschied besteht 
darin, dass der Mikrowellenresonator 49 zwar die Ausneh- 40 
mungen zur Ausbildung der ersten und zweiten Druckkam- 
mem 53, 59 aufweist, diese jedoch nicht mit einer Druck- 
luftversorgungseinrichtung verbunden sind. Bei dem Aus- 
fiihrungsbeispiei wird also kein/keine Luftkissen in der 
schlitzformigen Offhung 51 des Mikrowellenresonators 49 45 
erzeugt. 

[0036] In der in Fig. 4 dargestellten Stellung des 
Schwenkhebels 71 wird die Vorderkante des von einem vor- 
geordneten Teil der Maschine an die Heizeinrichtung 13 
iiberfiihrten Substrats 5 mittels der Halteeinrichtung 67 er- 50 
fasst. Durch ein Verschwenken des Schwenkhebels 71 im 
Uhrzeigersinn um die Achse 69 wird das Substrat mitge- 
nommen und folgt der Bewegungsbahn 73 der Halteeinrich- 
tung 67, die durch die schlitzformige Offhung 51 im Mikro- 
wellenresonator 49 fuhrt. Die Mitnahme des Substrats 5 er- 55 
folgt derart, dass das Substrat 5 innerhalb der Offnung 51 
keinen mechanischen Kontakt zu dem Mikrowellenresona- 
tor 49 aufweist. Mit gestrichelter Linie ist die Bewegungs- 
bahn 75 des Substrats 5 innerhalb der Offhung 51 des Mi- 
krowellenresonators 49 angedeutet. Es bieibt festzuhalten, 60 
dass auch bei diese m AusfUhrungsbeispiel das Substrat 5 im 
Wirkungsbereich der Heizeinrichtung 13, also des Mikro- 
wellenresonators 49, frei schwebend verlagert wird. 
[0037] Fig. 5 zeigt ein en Langsschnitt durch ein AusfUh- 
rungsbeispiel der Halteeinrichtung 67, die eine Leiste 77 65 
umfasst, die sich im eingebauten Zustand quer zur Substrat- 
transportrichtung 11 erstreckt. Die Leiste 77 weist eine 
schlitzformige Offnung 79 auf, die iiber einen Verbindungs- 



kanal 81 mit einer Unterdruckeinrichtung verbunden ist. 
Das Erfassen des Substrats 5 erfolgt hier also derart, dass die 
Offnung 79 mit Unterdruck beaufschlagt wird, wodurch das 
Substrat 5 - wie in Fig. 5 dargestellt - an die Leiste 77 ange- 
saugt und daran gehalten wird. Die Hohe h der Leiste 77 ist 
kleiner als die Hohe der schlitzformigen Offhung 51 im Mi- 
krowellenresonator 49, so dass die Leiste 77 beruhrungslos 
durch die Offhung 51 hindurchfuhrbar ist. 
[0038] Um die Halteeinrichtung 67 entsprechend einer ge- 
wiinschten Bewegungsbahn verlagem zu konnen, kann an- 
stelle des mindestens einen Schwenkhebels 71 auch ein Ge- 
lenkgetriebe, eine Kurbelschwinge oder ein Radermechanis- 
mus oder dergleichen verwendet werden. Wichtig ist, dass 
die Bewegungsbahn der Halteeinrichtung 67 so gewahlt ist, 
dass das Substrat 5 beim Transport durch den Mikrowellen- 
resonator 49 keinen Kontakt zu diese m aufweist. Selbstver- 
standlich ist die anhand der Fig. 4 und 5 beschriebene Aus- 
fuhrungsform der Fuhrungseinrichtung 17 auch im Zusam- 
menhang mit einer Heizeinrichtung einsetzbar, die zum 
Ausschmelzen des Tonerbildes auf dem Substrat 5 dieses 
mit elektromagnetischer Strahlung, HeiBluft oder derglei- 
chen beaufschlagt. 

[0039] Altemativ kann die Halteeinrichtung 67 auch eine 
Greifereinrichtung aufweisen, mittels derer das Substrat 5 
klemmend erfassbar ist. 

[0040] Zusatzlich oder anstelle der schlitzformigen Off- 
nung 79 kann die Leiste 77 auch mehrere, von Bohrungen 
gebildete Ansaugoffnungen aufweisen. 
[0041] Fig. 6 zeigt ein weiteres AusfUhrungsbeispiel der 
Maschine 1, namlich einen Ausschnitt im Bereich ihrer Fi- 
xiereinrichtung 3. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugs- 
zeichen versehen, so dass insofem auf die Beschreibung zu 
den vorangegangenen Figuren verwiesen wird. Der Heizein- 
richtung 13 ist ein weiteres AusfUhrungsbeispiel der erfin- 
dungsgemafien Fuhrungseinrichtung 17 vorgeordnet, die ein 
iiber Rollen 83 und 85 gefuhrtes, elektrostatisch aufgelade- 
nes Transportband 87 umfasst. Dieses dient dazu, das Sub- 
strat 5 an die Fixiereinrichtung 13 zu uberfuhren. In dem 
Zwischenraum zwischen der Rolle 85, die zur Riickfiihrung 
des Transportbandes 17 an den Anfangsbereich der Ober- 
fuhrungsstrecke dient, und der Heizeinrichtung 13 ist ein 
feststehend angeordnetes Fuhrungselement 89 angeordnet, 
das hier von einer Fuhrungsplatte gebildet ist Die Eigenstei- 
figkeit des Substrats 5 und/oder die besondere Form des 
elektrostatischen Transportbandes 87 und/oder die beson- 
dere Form des Fuhrungselements 89 ermoglichen einen ge- 
raden IVansport des Substrats 5, ohne dass sich das Substrat 
5 durchbiegt. Der Transportweg des Substrats 5 verlauft hier 
parallel zur Horizontalen. 

[0042] Der Heizeinrichtung 13 ist - in TVansportrichtung 
11 des Substrats 5 gesehen - eine Kuhleinrichtung 91 nach- 
geordnet, die zur Kuhlung des Substrats und des darauf be- 
findlichen Tonerbildes dient. Der Kuhleinrichtung 91 sind 
zwei weitere Fuhrungselemente 93 und 95 nachgeordnet, 
die das Substrat 5 in einen zwischen zwei Transportrollen 97 
und 99 gebildeten Nip leiten. 

[0043] Zur Funktion der Fuhrungseinrichtung 17: Das 
flach auf dem Transportband 87 aufliegende Substrat 5 wird 
durch eine Verlagerung des Transportbandes 87 in Trans- 
portrichtung 11 in Richtung des Fixierbereichs gefuhrt. Im 
Bereich der Rolle 85 wird das Transportband 87 an den An- 
fang der Oberfuhrungsstrecke zuruckgefuhrt. Das Substrat 5 
wird weiter in Transportrichtung verlagert, so dass sich des- 
sen Vorderkante 101 uber die Rolle 85 hinaus schiebt Dann 
wird das Substrat 5 mittels des Transportbandes 87 unter- 
halb der Heizeinrichtung 13 und der Kuhleinrichtung 91 an 
diesen vorbeigeschoben, soweit, bis die Vorderkante 101 
des Substrats 5 in den Nip zwischen den Transportrollen 97, 
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99 gelangt und von diesen erfasst und weitertransportiert 
wird. Wie aus Fig. 6 ersichtlich, wird das Substrat 5 im Be- 
reich der Heizeinrichtung 13 und der Kuhleinrichtung 91 
frei schwebend verlagert, das heiBt, es weist keinen Kontakt 
zu einer Oberflache aus, so dass beim Aufschmelzen des 5 
sich auf der Substratoberseite 7 befindlichen Tonerbildes 
mittels der Heizeinrichtung 13 eine Beeintrachtigung des 
sich auf der Substratunterseite 9 befindlichen, bereits fbrier- 
ten Tonerbildes ausgeschlossen werden kann. 
[0044] Zur Unterstutzung des Substrats 5 im Bereich der 10 
Heizeinrichtung 13 • und der Kuhleinrichtung 91, damit sich 
dieses nicht durchbiegt, kann die Substratunterseite 9 mit- 
tels einer nicht darges tell ten Blaseinrichtung von unten mit- 
tels Druckluft beaufschlagt werden, wie mit Pfeilen 103 an- 
gedeutet. 15 
[0045] Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausfuhrungsbei- 
spiel ist vorgesehen, dass in dem Moment, in dem die Vor- 
derkante 101 des Substrats 5 von den Transportrollen 97, 99 
ergriffen wird, die Hinterkarite 102 des Substrats 5 gerade 
den Kontakt zum Transportband 87 verliert. Bei einem nicht 20 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, dass der 
Abstand zwischen der Rolle 85 und dem Spalt zwischen den 
Transportrollen 97, 99 groBer ist als die Substratlange. Das 
bedeutet, dass die Hinterkante 102 des Substrats 5 vom 
Transportband 87 ablauft, bevor die Vorderkante 101 des 25 
Substrats 5 von den Transportrollen 97, 99 ergriffen wird. 
Zum Oberfuhren beziehungsweise zum Einfuhren des Sub- 
strats 5 in den sich verjiingenden Spalt zwischen den Fuh- 
rungselementen 93, 95 kann hier die Luftstromung 103 die- 
nen, die von unten her gegen das Substrat 5 geblasen wird, 30 
wobei die Luftstromung mindestens eine Richtungskompo- 
nente in Transportrichtung 11 aufweist. Unabhangig davon, 
auf welche Weise und mit welchen Mitteln das Substrat 5 an 
der Heizeinrichtung 13 vorbeigefuhrt wird, ist in jedem Fall 
vorgesehen, dass in dem Moment, in dem das Tonerbild auf 35 
dem Substrat 5 aufgeschmolzen wird, das Substrat - zumin- 
dest in diesem Bereich - weder mit seiner Oberseite noch 
mit seiner Unterseite Kontakt zu einer Oberflache aufweist. 
[0046] In bevorzugter Ausfiihrungsform ist der Wirkungs- 
bereich/Fixierbereich der Heizeinrichtung 13 - in Substrat- 40 
transportrichtung 11 gesehen - sehr kurz, vorzugsweise 
kleiner 20 cm, bei spiels weise 10 cm. Hierzu muss die Heiz- 
einrichtung 13 derart gestaltet sein, dass sie eine sehr hohe 
Energiedichte auf das Substrat ubertragen kann, so dass es 
moglich ist, auf dieser kurzen Strecke das Tonerbild in ge- 45 
wiinschter Weise aufzuschmelzen. Die Heizeinrichtung 13 
kann beispiels weise von einer Strahlungseinrichtung gebil- 
det sein, die mindestens eine hochintensive Lampe, die 
uberwiegend im UV-Bereich strahlt, aufweist. Grundsatz- 
lich kann jeder Wellenlangenbereich dieser UV-Lampe zum 50 
Aufschmelzen genutzt werden. Bevorzugt wird jedoch der 
UV-Bereich, weil die verwendeten Toner ublicherweise die 
elektromagnetische Strahlung in diesem Spektrum sehr gut 
absorbieren und die Intensitat der Lichtquellen in diesem 
Bereich sehr hoch ist. Im Infrarotbereich absorbieren der be- 55 
ziehungsweise die Toner des Tonerbildes sowie das Substrat 
die Strahlung sehr gut, jedoch weisen die Lichtquellen in 
diesem Bereich eine haufig nicht ausreichende Intensitat auf 
oder die Lichtquelle, beispielsweise ein CCVLaser, ist zu 
teuer. Die Strahlungseinrichtung kann beispielsweise auch 60 
eine Xenon-Blitzlampe aufweisen, mittels derer Lichtim- 
pulse auf das Tonerbild aufgebracht werden, um dieses auf- 
zuschmelzen. Bei einer anderen Ausfuhrungsform der Heiz- 
einrichtung ist vorgesehen, dass diese das Tonerbild mit hei- 
Ber Luft beaufschlagt, um es aufzuschmelzen. Dabei ist es 65 
jedoch sehr schwierig, ausreichend Energie in kurzer Zeit 
(kleiner Wirkungsbereich der Heizeinrichtung) zu ubertra- 
gen. Um die Energieiibertragung zu verbessern, kann der 



heiBen Luft auch Wasserdampf hinzugemischt werden. Bei 
einer weiteren Ausfuhrungsvariante der Heizeinrichtung 13 
beaufschlagt diese das Tonerbild mit Mikrowellenstrahlung. 
[0047] Fig. 7 zeigt in perspektivischer Darstellung einen 
Ausschnitt eines Ausfuhrungsbeispiels der in Fig. 6 darge- 
stellten Heizeinrichtung 13. Diese umfasst einen ersten Mi- 
krowellenresonator 105, an den sich unmittelbar ein zweiter 
Mikrowellenresonator 107 anschlieBt. Diese weisen jeweils 
eine schhtzformige, sich quer zur Substrattransportrichtung 
6 erstreckende Offnung 109 auf, durch die das Substrat 5 - 
wie anhand der Fig. 3 beschrieben - frei schwebend gefuhrt 
wird. Es ist ersichdich, dass der Wirkungsbereich der Mi- 
krowellenresonatoren 105, 107 - in Draufsicht auf den 
Tran sport weg des Substrats gesehen - sehr klein bezie- 
hungsweise kurz ist. Jedoch kann mittels einer derart ausge- 
stalteten Heizeinrichtung 13 eine sehr hohe Energiedichte 
auf das Substrat 5 beruhrungslos ubertragen werden. 
[0048] Festzuhalten bleibt, dass haufig einer der Mikro- 
wellenresonatoren 105, 107 ausreichend ist, um in ge- 
wunschter Weise das Tonerbild aufzuschmelzen. Es kann 
daher gegebenenfalls auf einer der beiden Mikrowellenreso- 
natoren verzichtet werden. Um ein homogenes Aufheizen 
mit nur einem Mikrowellenresonator mit einem stehenden 
Wellenfeld zu erzielen, muss das stehende Wellenfeld in ge- 
eigneter Weise periodisch senkrecht zur Vorschub-/Substrat- 
transportrichtung oszillieren. Die Breite b x des Mikrowel- 
lenresonators 105 und die Breite D2 des Mikrowellenresona- 
tors 107 liegen vorzugsweise jeweils in einem Bereich von 
2 cm bis 4 cm. Die Mikrowellenresonatoren senden Mikro- 
wellen aus, die eine Frequenz von beispielsweise 2450 GHz 
aufweisen. Die beiden Mikrowellenresonatoren dienen 
dazu, ein homogenes Aufheizen des Tonerbildes sicherzu- 
stellen. 

[0049] Es bleibt festzuhalten, dass die anhand der Fig. 6 
beschriebene Fuhrungseinrichtung 17 auch ohne weiteres 
bei einem in vertikaler Richtung verlaufenden Transportweg 
des Substrats 5 eingesetzt werden kann. Dabei ist vorzugs- 
weise die Transportrichtung von oben nach unten, also der 
Schwerkraft folgend, was Vorteile bei der Stabilisierung des 
aus einem flexiblen Material bestehenden Substrats 5 mit 
sich bringt. Femer wird die Verlagerung des Substrats 5 
durch die Schwerkraft unterstiitzt oder gegebenenfalls im 
Bereich der Fixiereinrichtung 3 ausschlieBlich durch die 
Schwerkraft bewirkt. 

[0050] Die mit der Anmeldung eingereichten Patentan- 
sprtfche sind Formulierungsvorschlage ohne Prajudiz fur die 
Erzielung weitergehenden Patentschutzes. Die Anmelderin 
behalt sich vor, noch weitere, bisher nur in der Beschreibung 
und/oder Zeichnungen offenbarte Merkmalskombination zu 
beanspruchen. 

[0051] In Unteranspriichen verwendete RUckbeziehungen 
weisen auf die weitere Ausbildung des Gegenstandes des 
Hauptanspruches durch die Merkmale des jeweiligen Unter- 
anspruches hin; sie sind nicht als ein Verzicht auf die Erzie- 
lung eines selbstandigen, gegenstandlichen Schutzes fur die 
Merkmalskombinationen der riickbezogenen Unteransprii- 
che zu verstehen. 

[0052] Die Ausfuhrungsbeispiele sind nicht als Ein- 
schrankung der Erfindung zu verstehen. Vielmehr sind im 
Rahmen der vorliegenden Offenbarung zahlreiche Abande- 
rungen und Modifikationen mogtich, insbesondere solche 
Varianten, Elemente und Kombinationen und/ oder Materia- 
lien, die zum Beispiel durch Kombination oder Ab wandlung 
von einzelnen in Verbindung mit den in der allgemeinen Be- 
schreibung und Ausfuhrungsformen sowie den An sprue hen 
beschriebenen und in den Zeichnungen enthaltenen Merk- 
malen beziehungsweise Elementen oder Verfahrensschritten 
fur den Fachmann im Hinblick auf die Ldsung der Aufgabe 
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entnehmbar sind und durch kombinierbare Merkmale zu ei- 
nem neuen Gegenstand oder zu neuen Verfahrensschritten 
bzw. Verfahrensschriltfolgen ftihren. 

Bezugszeichenliste 5 

I Druck- oder Kopiermaschine 
3 Fixiereinrichtung 

5 Substrat 

7 Oberseite 10 
9 Unlerseite 

II Transportrichtung 
13 Heizeinrichtung 
15 Luftstromung 

17 Fuhrungseinrichtung 15 
19 1. Biaseinrichtung 
21 Luftstrahlen 

23 Wand 

24 Strahlungseinrichtung 

25 1 . Grundplatte 20 
27 Durchgangsoffhungen 

29 Luftstrahl 

31 2. Biaseinrichtung 

33 2. Grundplatte 

35 Freiraum 25 
37 Durchgangsoffnungen 
39 Luftstrahl 
41 Schutzplatte 
43 Zwischenraum 

45 Pfeil 30 
47 Strahier 

49 Mikrowellenresonator 

51 OfThung 

53 1. Druckkammer 

55 OfThung 35 

57 Lochplatte 

59 2. Druckkammer 

61 OfThung 

63 Lochplatte 

65 Linie 40 

67 Halteinrichtung 

69 Achse 

71 Schwenkhebel 

73 Bewegungsbahn 

75 Bewegungsbahn 45 

77 Leiste 

79 OfThung 

81 Verbindungskanal 

83 Rolle 

85 Roile 50 
87 Transportband 
89 Fiihrungselement 
91 Kiihleinrichtung 
93 Fiihrungselement 

95 Fuhrungselement 55 
97 Transportrolle 
99 Transportrolle 

101 Vorderkante 

102 Hinterkante 

103 Druckluft 60 
105 MikroweUensonator 

107 Mikrowellenresonator 
109 OfThung 



b! Breite Resonator I 
t>2 Breite Resonator II 



Sonderpositionen 



65 



H Horizontale 
hH6he 



Patentanspruche 

1 . Digitale Druck- oder Kopiermaschine (1) zum ein- 
seitigen oder doppelseiligen Bedrucken eines Substrats 
(5) unter Verwendung mindestens eines Toners, mit 
mindestens einer Fixiereinrichtung (3) zum Fixieren 
des Tonerbildes auf dem Substrat (5), wobei die Fixier- 
einrichtung (3) mindestens eine Heizeinrichtung (13) 
zum Aufschmelzen des Tonerbildes aufweist, an der 
das Substrat (5) vorbeifuhrbar ist, gekennzeichnet 
durch eine Fuhrungseinrichtung (17) zur frei schwe- 
benden Verlagerung des Substrats (5) im Wirkungsbe- 
reich der Heizeinrichtung (13). 

2. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Schwebezustand des 
Substrats (5) durch zumindest ein auf die das zu fixie- 
renden Tonerbild aufweisende Oberseite (7) und/oder 
die Unterseite (9) des Substrats (5) wirkendes Luftkis- 
sen erreichbar ist. 

3. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fuhrungseinrichtung (17) mindestens eine erste 
Biaseinrichtung (19) zum Erzeugen eines ersten Luft- 
kissens auf der Substratunterseite (9) aufweist, wobei 
die erste Biaseinrichtung (19) mindestens eine gegen 
die Substratunterseite (9) richtbare Duse zum Beauf- 
schlagen des Substrats (5) mit unter Druck stehender 
Luft (21) umfasst. 

4. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Luftstrahl (21) zumin- 
dest eine senkrecht zur Substratunterseite (9) und gege- 
benenfalls eine in Transportrichtung (11) des Substrats 
(5) gerichtete Richtungskomponente aufweist. 

5. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die erste Biaseinrichtung (19) eine parallel oder im We- 
sentlichen parallel zum Transportweg des Substrats (5) 
ausgerichtete erste Grundplatte (25) umfasst, die meh- 
rere, jeweils eine Duse bildende Durchgangsoffnungen 
und/oder Schlitze aufweist 

6. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
zum Aufschmelzen des Tonerbildes mittels der Heiz- 
einrichtung (13) die den zu fixierenden Toner aufwei- 
sende Substratoberseite (7) mit heiBer Luft (15) beauf- 
schlagbar ist. 

7. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fuhrungseinrichtung (17) mindestens eine zweite 
Biaseinrichtung (31) zur Erzeugung eines zweiten 
Luftkissens auf der das zu fixierende Tonerbild aufwei- 
senden, der Heizeinrichtung (13) gegenuberliegenden 
Oberseite (7) des Substrats (5) umfasst. 

8. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die zweite Biaseinrichtung (31) mindestens eine paral- 
lel oder im Wesentlichen parallel zum Transportweg 
des Substrats (5) ausgerichtete zweite Grundplatte (33) 
umfasst, die mehrere, jeweils eine Duse bildende 
Durchgangsoffnungen (37) und/oder Schlitze aufweist. 

9. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Heizeinrichtung (13) von einer Strahlungseinrich- 
tung (24) gebildet ist, mittels derer das Substrat (5) mit 
elektromagnetischer Strahlung beaufschlagbar ist und 
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dass im Strahlungspfad zwischen der Strahlungsein- 
richtung (24) und dem Substrat (5) die zweite Grund- 
platte (33) angeordnet isl. 

10. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass im Slrahlungspfad zwi- 5 
schen der Strahlungseinrichtung (24) und der zweiten 
Grundplatte (33) eine durchgangsoffnungsfreie 
Schutzplatte (41) angeordnet ist. 

11. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche 9 und 10, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, dass die zweite Grundplatte (33) und die 
Schutzplatte (41) aus einern transparenten, die von der 
im eingeschalteten Zustand der Strahlungseinrichtung 
(24) emittierten elektromagnetischen Strahlung durch- 
lassigen Material bestehen. 15 

12. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Freiraum (43) zwischen der Schutzplatte (41) und 
der zweiten Grundplatte (33) mit unter Druck stehen- 
der Luft beaufschlagbar ist. 20 

13. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Heizeinrichtung (13) mindestens einen Mikrowel- 
lenresonator (49) umfasst, der eine schlitzformige OfF- 
nung (51) aufweist, durch die das Substrat (5) frei 25 
schwebend gefuhrt ist, und dass in den Mikrowellenre- 
sonator (49) mindestens eine Blaseinrichtung zur Er- 
zeugung eines Luftkissens auf der Ober- und/oder Un- 
terseite des Substrats (5) integriert ist. 

14. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 30 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fuhrungseinrichtung (17) eine in und entgegen der 
Transportrichtung (11) des Substrats (5) verlagerbare 
Halteeinrichtung (67) umfasst, mittels derer das Sub- 
strat (5) an seinem Vorderkantenbereich oder Hinter- 35 
kantenbereich erfassbar ist. 

15. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass Halteinrichtung (67) 
eine sich quer zur Substrattransportrichtung (11) er- 
streckende Leiste (77) aufweist, die mindestens eine, 40 
vorzugsweise schlitzformige, mit einem Unterdruck 
beaufschlagbare OfTnung (79) aufweist. 

16. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Verlagerung der Hal- 
teeinrichtung (67) ein Gelenkgetriebe, eine Kurbel- 45 
schwinge oder ein Radermechanismus einsetzbar ist. 

17. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fuhrungseinrichtung (17) mindestens ein der Heiz- 
einrichtung (13) unmittelbar vorgeordnetes, verlager- 50 
bares erstes Fuhrungselement, insbesondere Transport- 
band (87) oder Rolle, aufweist, das zum Transport des 
Substrat (5) an die Heizeinrichtung (13) und gegebe- 
nenfalls an der Heizeinrichtung (13) vorbei dient. 

18. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 17, 55 
dadurch gekennzeichnet, dass die Fuhrungseinrichtung 
(17) mindestens ein - in Substrattransportrichtung (11) 
gesehen - in dem Zwischenraum zwischen dem ersten 
Fuhrungselement (87) und der Heizeinrichtung (13) 
feststehend angeordnetes zweites Fuhrungselement 60 
(89), insbesondere Fuhrungsplatte, aufweist. 

19. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Wirkungsbereich/Fixierbereich der Heizeinrich- 
tung (13) - in Substrattransportrichtung (11) gesehen - 65 
sehr kurz, vorzugsweise kleiner 20 cm, insbesondere in 
etwa 10 cm, ist. 

20. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 19, 



dadurch gekennzeichnet, dass die ubertragbare Ener- 
giedichte der beriihrungslos arbeitenden Heizeinrich- 
tung (13) sehr hoch isl. 

21. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Heizeinrich- 
tung (13) elektromagnetische Strahlung, heiBe Luft 
und/oder Dampf, insbesondere Wasserdampf auf das 
zu fixierende Tonerbild aufbringbar ist. 

22. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, eine 
Steuereinrichtung zur Steuerung der Substratgeschwin- 
digkeit und/oder der Lage des Substrats relativ gegen- 
uber der Heizeinrichtung. 

23. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, insbesondere nach Anspruch 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die schlitzformige 
Offnung (51) des Mikrowellenresonators (49) durch 
wenigstens eine Lochplatte (57, 63) begrenzt ist 

24. Druck- oder Kopiermaschine nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lochplatte (57, 63) 
aus einem Werkstoff mit geringer Mikrowellenabsorp- 
tion gefertigt ist 

25. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, insbesondere nach Anspruch 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Transportweg 
des Substrates im Bereich des Mikrowellenresonators 
in vertikaler Richtung, vorzugsweise von oben nach 
unten, verlauft. 

26. Druck- oder Kopiermaschine nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet dass 
nach der Heizeinrichtung eine beziaglich des Substrates 
vorzugsweise beriihrungslos arbeitende Kuhleinrich- 
tung angeordnet ist 
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